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Motivacion
Definicion:

Tecnologia de fabricacion multidisciplinar (fisica, quimica,
biologia, ingenieria) que manipula fluidos a escala micrométrica .

Fabricacion de dispositivos que manejan fluidos a
escalas micromeétricas:
— Inyectores.
— Nebulizadores.
— Lab on a Chip (LoC) o Total Analisys System (uTAS).
— Micropropulsores.
— Pilas de combustible.

Casos de éxito:
— Cabezal de inyeccion de tinta.
— Chips ADN.
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Motivacion

Ventajas competitivas: Inconvenientes:
 Coste produccion.  Tecnologias poco
* Repetitividad. desarrolladas
* Precision.  Efectos de escala adversos.
* Pequenos volumenes de muestras y e Elevada razoén sefal/ruido en
reactivos ' los detectores al escalarlos.
« Mayor velocidad de reaccion y analisis e« Relativa baja precision de las
» Mejor control de procesos. geometrias a microescala

» Paralelizacion (fabricas del futuro)
» Seguridad (contaminacion quimica,
bioldgica, radioactiva...)

* Bajo consumo.

FABRICACION DE NUEVOS DISPOSITIVOS
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Microfluidic devices market, by materials
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Nebulizadores

e Microemulsion.
» Agua-aceite.

2.5E-01 S.0E-01 T.RE-01 1.0

DEH00

Fluid 1: -29E-03

COVENTOR
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 Modelo axilsimétrico.
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Date :17 Feb 2006
Time :10:30:39

Signal A = SE2

EHT = 3.00kV
WD= 14 mm

10pm

312KX

IMB-CNM-CSIC

:
1
i

Sigral A = SE2
Apwiire Siee = 2000 jm

EMT = 5.00 kv
WD = 14 mm




Nebulizadores

Fabricacion en silicio (CNM)-

Chip Flow focusing
« Tamaifio total (12 x 12x 1.04 mm), con 64 salidas
« Diametro salidas = 50 pm =%
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Nebulizadores

CarartarivarmsiAan-

4.0 :

-

parametra
E

o
b
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m
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Censity distribution g2+
(o]
=

—
o]

Generacion de microburbujas
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particle size f pm
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Density distribution g3*






Concepto

Fabricacion

Requerimientos usuario
Especificaciones

Estructura
Modelado
Simulacion (multiphisics)

Materiales
Procesos (CMOS, MEMS)
Encapsulacion

Test funcional
Aceptacion usuario




Fotolitografia

Medidas




Deshidratacion

Spin Coating Adhesion

Softbake Exposicion

Post Exposure
Grabado Bake (PEB)

Hardbake Dispositivo Final -
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Caso Practico

A &~ LA I RNy SR SN NS 2 B L

* Presion diferencial.
e Tubo Pitot
» Efecto Doppler

* Transferencia de calor.

e Mecénico. ‘
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Caso Practico

Caudal Altura Anchura Mae(:ili(:) Numero de Seccidn Vlineal RelaciénVol Vlineal Vangular Vangular Pulsos/s

rueda

(rad/s) rueda (rps) (Hz)

(m3/s) canal(m) canal(m) Alabe(m) Alabes canal (m2) canal (m/s) rueda/canal rueda (m/s)

1nlL/s 1,00E-12  2,00E-04 2,00E-03  3,00E-03
10 nL/s 1,00E-11  2,00E-04 2,00E-03  3,00E-03
100 nL/s  1,00E-10 2,00E-04 2,00E-03  3,00E-03
1ul/s 1,00E-09 2,00E-04 2,00E-03  3,00E-03
10 uL/s 1,00E-08 2,00E-04 2,00E-03  3,00E-03
100 ul/s  1,00E-07 2,00E-04 2,00E-03  3,00E-03
1000 ul/s 1,00E-06  2,00E-04  2,00E-03  3,00E-03

4,000E-07  2,500E-06 0,80 3,125E-06 1,042E-03 1,658E-04 1,326E-03
4,000E-07 2,500E-05 0,80 3,125E-05 1,042E-02 1,658E-03 1,326E-02
4,000E-07 2,500E-04 0,80 3,125E-04 1,042E-01 1,658E-02 1,326E-01
4,000E-07 2,500E-03 0,80 3,125E-03 1,042E+00 1,658E-01 1,326E+00
4,000E-07 2,500E-02 0,80 3,125E-02 1,042E+01 1,658E+00 1,326E+01
4,000E-07 2,500E-01 0,80 3,125E-01 1,042E+02 1,658E+01 1,326E+02
4,000E-07 2,500E+00 0,80 3,125E+00 1,042E+03 1,658E+02 1,326E+03

00 00 00 00 00 0 o
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Caso Practico

Candalimaotra CSimiilarcriam anm CaAaviantAar:

Bubhle-Dro

1.5E400

Me Ll C COVENTOR

Campo de velocidades
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Caso Préactico

Caudalimetro. Mascaras: -
mn
]

] (] N m m
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Caso Practico

Caundalimetro Fabricacion:

Sin tapadera Con tapadera
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Caso Practico

Candalimaoatra Cararcrtarivarcrian-®

PERO EL DISENO ACTUAL NO FUNCIONA

¢ Por qué?
Simetria del campo
de presiones.

Ecuacion de Bernouilli;

2
%+ P+ pgz=cte

Solucion:
Modificar el campo de
velocidades de entrada.

COVENTOR
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